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B coBpeMeHHBIX MOJYNPOBOJHUKOBBIX NMPHOOPaX U MHTErpajbHBIX MHKPOCXEMaX, Y KOTOPBIX
pasMep KOHTaKTHBbIX IUIOLIAJIOK COCTaBNSE€T HECKONbKO MAECATKOB MHUKPOMETPOB, INpouecc
TNIPUCOEJUHEHUS BBIBOJOB SBIAETCA OJHUM M3 CAMBIX TPYJOEMKHMX TEXHONOTHYECKHX ONepaLuil.

JIns NOAKTIOUEHHS KPUCTANIA MHKPOCXEMbl K BHELUHUM WMCTOYHHMKAM INHTaHHA, a Takxke 1
obecrieyeHus dNEKTPUUECKUX COEAMHEHHUH MEXTY JIEMEHTaMM CXeMbl OOBIYHO HCIIONB3YIOTCA JIBa
THMA KOHTAKTHBIX coeauHeHni. [lepBbifi THN — cOeIUHEHHS TOHKONNEHOYHBIX METAIIHYECKHX
KOHTaKTHBIX TIOLIAA0K Ha KPUCTAILIE KPEMHHA C BHEUWIHUMH BBIBOJIAMH, MPOXOIALIMMH Yepe3 CTEHKH
kopryca (TpaBepcamu). Takue COeJMHEHHS OCYLIECTBIAIOTCA 30JOTHIMH WM alfOMHHHEBBIMH
NPOBOJHUKAMH, MPUBAPMBAEMBIMH K KOHTAKTHBIM TUIOINAJAKAM KPHUCTaNa M TpaBepcaM Koplryca.
Bropoit THN CcoeaMHEHHH - TOHKOIUIEHOYHblE METAJUIMYECKHE TIPOBOJHMKH, MIparolue polb
BHYTPHUCXEMHOH Pa3BOKH MEXTY OTACIbHBIMU /IEMEHTAaMHU Ha KPHCTaJlaX MMKPOCXEMBL.

Jlia npucoequHEHKHS BBIBOJOB K KOHTaKTHBIM IUTOMIAJIKAM HMHTErpajbHBIX CXEM HCMOMb3YIOT,
KakK MpaBujIo, OJHY M3 TpeX PasHOBUIHOCTEH CBApKH: TEPMOKOMIIPECCHOHHYIO, 3EKTPOKOHTAKTHYIO
WM YJIbTPa3ByKOBYIO.

TepMOKOMIIpecCHOHHAs CBapka NO3BONSET MPUCOECAMHATh 3MEKTPUYECKHE BBIBOJBI TONLIWHOM
HECKOJIBKO IECATKOB MHKPOMETPOB K OMHYECKHM KOHTAKTaM KPHUCTAJIOB JMaMeTpoM He Mexee 20-50
MKM, TIpHYEeM D3J1IeKTPHUYECKHH BBIBOX MOJKHO TIPUCOSAMHWUTb HEMOCPEICTBEHHO K IMOBEPXHOCTH
MOMYNPOBOAHHKA 0e3 NPOMEXYTOYHOrO METaUNIMYECKOro MOKPhITHA crenytowuM obpasom. ToHkyro
30/I0TYI0 WK TIOMMHHEBYIO MPOBOJOKY NPHKIAABIBAIOT K KPUCTAIIy M INpPHWXKHUMAIOT HArpeThiM
CTEPXKHEM.

DONeKTPOKOHTAKTHas CBapKa NPHMEHAETCA [Uif TIPUCOEMHEHMA METa UIMHEeCKHX BBIBOJOB K
KOHTaKTHBIM [UI0L{a1KaM KPHCTALIIOB MOTYNPOBOAHHKOBBIX NPHOOPOB U HHTETPaIbHBIX MHKPOCXEM.

VYinbTpa3BykoBas CcBapka, NpHMeHseMas Jif8 TpPUCOEOUHEHHS BBHIBONOB K KOHTAKTHBIM
MIoW@AaKaM MNOTYNPOBOJHHKOBBIX NPUOOPOB M MHTErpaibHBIX CXeM, HMeEeT CleAyroLiye
NpeuMYLIeCTBa: OTCYTCTBHE HarpeBa COEIHHSEMBIX 3JIEMEHTOB, MaJioe BpeMs CBapKH, BO3MOXKHOCTb
CBAapKH PasHOPOJHBIX H TPYAHOCBAPHBAEMBIX MAaTEPHAIIOB.

B TepMOKOMINpPECCHOHHOM CBape€HHOM KOHTaKTe Me/Ib-30J10TO He HaOMIoNaloTcs IMyCTOTHI
Kupkenpanna. ®@opmuporaHue 3BTekTHueckoro cruaBa 80/20 3onoro-onoBo yckopser 3¢dexrt
Kupkenpanna. [Ipy yMeHbHIeHHOH MMIEpOXOBAaTOCTH KOHTAKT CTAHOBMTCS 3HAUMTENIBHO HajexkHee,
[OTOMY YTO paciUIaB/Ie€HHBIH CIUIaB 30510TO-OJJOBO pacliofiaraeTcsi CHapy>XM CBapkH B KOHTaKTe,
o0pa3zyeMOM IpH HarpeBaHMM M AaBleHHUH. [IpH Hcnonb3oBaHHKM MOIH(DUKALMM J1a3epa C YABOSHYEM
YacTOTHl U TIOJY4YEHUEeM JUIHHbI BOJHBI 0,532 MkM, uToObI OOecneurTh MOBBINIEHHYIO abCcopOLHIo
M3TyUYEHHS METAIIOM, OCYLIECTBIAETCS HajexHas cBapka [1...3].

B npouecce TepMOKOMIIPECCHOHHOM CBapKH, OCYLIECTRIAEMONR NIPH TeMIepaType nopsaka
300 °C, npoucxoAuT B3aMMHas AudGYy3Us METaNIOB, XHMHYECKOE HX B3auMOJeHCTBHE H
ofpa3oBaHHe HHTEPMETaUIUIOB.
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